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Wyjasnienia do tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamowien publicznych informuje, ze
Ww postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe systemu skaningowego
mikroskopu elektronowego (SEM), numer sprawy BT/35/2012, do zamawiajacego wptyneta
prosba o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania:

1. W pkt. 1.1.3) wymagajq Panstwo stabilnosci prgdowej wigzki nie gorszej niz 0,5%/8 godz.
W naszej konstrukcji specyfikujemy 0,2%/1 godz. mierzone w dowolnej godzinie pracy
mikroskopu, a odchylenia nie kumulujq sie liniowo. Pomimo innego sformutowania
gwarantowana przez nas stabilnos¢ jest lepsza od minimalnej wymaganej w SIWZ.
Czy zaakceptujg Panstwo oferte z tak okreslong stabilnosci prgdu wigzki?

Odpowiedz:
Tak, dopuszczamy taka stabilno$¢.

2. W pkt 1.1.4) wymagajq Panstwo rozdzielczosci nie gorszej niz:
o [O0mm@I5kV
o Il4dmm@lIkV
W badaniach subtelnych efektow powierzchniowych, Iub np. w badaniu probek silnie
elektryzujgcych sie bywa bardzo uzyteczne, Ilub nawet niezbedne, obnizanie napiecia
przyspieszajqcego ponizej 1 kV. Oferowany przez nas system zapewnia nieco nizszq rozdzielczos¢
przy specyfikowanych napieciach, ale rownoczesnie zapewnia minimalny spadek rozdzielczosci
przy dalszym obnizaniu napiecia. Przy czym osigganie niskich napie¢ nie wymaga stosowania
zadnych specjalnych procedur.
Czy zaakceptujq Panstwo oferte na system o rozdzielczosci:
o [2nm @ 15 kV (energia elektronow padajqgcych przy potencjale probki 0 V)
o 2,0nm @ I kV (energia elektronow padajgcych przy potencjale probki 0 V)
o 40nm @ 0,1kV (energia elektronow padajgcych przy potencjale probki 0 V)?

Odpowiedz:

Nie. Z uwagi na planowane prace badawcze w zakresie nano-materialow, zainteresowani jesteSmy
mikroskopem o jak najlepszej zdolnosci rozdzielczej, zarowno przy wysokich jak i niskich
napi¢ciach.

3. W pkt. 1.1.6) okreslajq Panstwo ,,elektroniczny przesuw obrazu”, czy nalezy zinterpretowac ten
parametr jako tzw. ,,beam Shift”, czyli odchylanie wigzki wewngqtrz kolumny?

Odpowiedz:

Przez ,.elektroniczny przesuw obrazu” rozumiemy mozliwo$¢ zmiany obserwacji miejsca na
prébece bez koniecznosci przesuwania probki. Jest to szczegodlnie wazne w obserwacjach przy
bardzo duzych powigkszeniach.

4. W pkt 1.1. 9) i 10) specyfikujqg Panstwo zakres prgdu wigzki od 1pA do 300nA. Poprzednie
generacje detektorow EDS i WDS wymagaly stosowania wysokich wartosci prqdu do badan
analitycznych. Jednak wspoiczesnie stosowane detektory SDD wymagajq znacznie nizszych
pradow, zapewniajgc rownoczesnie duzo lepsze parametry. Nasza firma dysponuje pisemnymi
oswiadczeniami producentow detektorow EDS i WDS w ktorych okreslajg oni maksymalne
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wymagane prqgdy na ok. 40 nA. Dodatkowo, stosowanie prqgdow rzedu 300 nA znacznie obniza
rozdzielczoS¢ tak obrazowania, jak i mapowania analitycznego, jak rowniez moze prowadzi¢ do
fizycznego uszkodzenia probki. Z kolei ekstremalnie niskie prqdy rzedu 1 pA bywajq stosowane
Jjedynie do osiggania ekstremalnie wysokich rozdzielczosci, gdy nie da si¢ tego osiggngé w inny
sposob, ale niski prqd wigzki znacznie wydtuza czas akwizycji obrazu. W oferowanym przez nas
systemie stosujemy zakres prgdu wigzki umozliwiajgcy zarowno obrazowanie wysokiej
rozdzielczoSci jak i optymalne parametry badan analitycznych, oraz szybki czas akwizycji
obrazow. Czy zaakceptujg Panstwo system z zakresem prqdy wiqzki od 12 pA do 100 nA?

Odpowiedz:

Nie. Szeroki zakres pradu wiazki umozliwia badania roznorodnych materiatow, zaréwno
obserwacje jak i mikroanalize rentgenowska. Techniki WDS i EBSD (oba detektory planujemy do
zakupu 1 instalacji na SEM w pdzniejszym terminie) wymagaja stosowania wysokich pradow,
powyzej 100 nA.

W pkt 1.1.12) wymagajq Panstwo mozliwosci pracy bez wigczonego pola magnetycznego.
W stosowanej w naszym systemie kolumnie elektronowej ma miejsce jedynie sladowa emisja pola
magnetycznego przez finalng soczewke obiektywu. Podczas normalnej pracy mikroskopu, bez
uruchamiania specjalnych trybow pracy, mozliwe jest obrazowanie w wysokiej rozdzielczosci
i przy krotkiej odleglosci roboczej, materiatow o dowolnych wlasciwosciach magnetycznych.
Czy zaakceptujg Panstwo takie rozwigzanie?

Odpowiedz:
Tak, dopuszczamy takie rozwigzanie.

W pkt. 1.1. 15) wymagajq Panstwo grzanej apertury obiektywowej o 4 pozycjach. Grzanie apertur
stosowane jest wowczas, gdy konstrukcja mikroskopu sprzyja ich zanieczyszczaniu sie. Jest to
rozwigzanie komplikujgce konstrukcje mikroskopu i samo w sobie nie poprawiajgce jego
charakterystyk, a jedynie niwelujgce niekorzystne efekty uboczne. W konstrukcji naszego
mikroskopu te niekorzystne efekty uboczne nie wystepujg, w zwigzku z czym nie ma potrzeby
stosowania grzanych apertur. Czy zaakceptujg Panstwo oferte na urzqdzenie bez grzanych apertur

Odpowiedz:
Nie. Podgrzewana apertura praktycznie si¢ nie zanieczyszcza 1 w zwigzku z tym jest
bezobstlugowa.

W pkt. 1.1.16) wymagajq Panstwo dwoch detektorow SE okreslonych jako ,,dolny (out lens)”
i, gorny (inlens)”.

Czy zaakceptujg Panstwo oferte na system wyposazony w detektor wewngtrzkolumnowy ,,in lens”
oraz wewngtrzkomorowy Everhart-Thornley SE? Jest to rownowazne, standardowo stosowane
rozwigzanie.

Odpowiedz:
Tak, dopuszczamy takie rozwigzanie.

W pkt. 1.1.17) wymagajg Panstwo 5 segmentowego detektora BSE. Najnowszej generacji detektor
elektronow wstecznie rozproszonych AsB stosowany w naszym mikroskopie, sktada sie z 4 czesci,
zapewnia jednak nie gorszq jakos¢ obrazowania niz detektory 5 czesciowe, ktore nasza firma
rowniez stosuje, ale w mikroskopach nizszej klasy. Czy zaakceptujq Panstwo oferte na system
wyposazony w detektor 4 czesciowy?

Odpowiedz:
Nie. Pigty segment detektora BSE pozwala na wyostrzenie istotnego dla naszych badan efektu 3D,
otrzymanego przy cyfrowym obrazowaniu topografii probki, bez koniecznosci jej pochylania.
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W pkt. 1.1.20) wymagajg Panstwo ,,filtra energetycznego (elektrony SE/BSE)”. Mikroskop naszej
firmy jest wyposazony w jedyny na rynku, opatentowany detektor wewngtrzkolumnowy elektronow
wstecznie rozproszonych, z filtrem energetycznym, tzw. detektor ESB (energy selective
backscattered). Jest to detektor umozliwiajqcy uzyskiwanie unikalnego kontrastu materiatowego.
Czy zaakceptujq Panstwo oferte na mikroskop wyposazony w taki detektor?

Odpowiedz:
Tak, dopuszczamy takie rozwigzanie

W pkt. 1.1.21) wymagajq Panstwo zakresu pochylenia stolika od -5 do 70 stopni. Oferowany przez
nas system zapewnia zakres pochylenia od -3 do 70 stopni, ale w zamian za to znacznie wigkszy
zakres ruchy stolika X=130 mm zamiast specyfikowanych 110 mm oraz Y=130 mm zamiast
specyfikowanych 110 mm.

Czy zaakceptujq Panstwo mikroskop wyposazony w stolik o zakresie ruchu:

Wosi X =130 mm, wosi Y =130 mm, wosi Z = 36 mm, pochylenie (Tilt) = -3° to 70°, oraz obrot
=360°.

Odpowiedz:
Tak, dopuszczamy stolik o takich parametrach.

W pkt. 1.1.23) i 24) wymagajq Panstwo sluzy umozliwiajqcej transfer probek o srednicy do 150
mm i wysokosci do 30 mm, z modutem do zapowietrzania sluzy azotem.

Oferowany przez nas mikroskop moze by¢ wyposazony w standardowq sluze o Srednicy 80 mm,
umozliwiajgcqg m.in. transfer standardowego holdera na 9 probek. Sluza ta jest w petni
obstugiwana przez system prozniowy mikroskopu, nie wymaga dodatkowych pomp, ani
dodatkowych modutow zapowietrzenia. Umozliwia ona rekordowo krotki czas wymiany probki,
w granicach 30 sekund. Probki o wigkszych rozmiarach mogg byc¢ transferowane przez drzwi
komory.

Czy zaakceptujq panstwo oferte na system wyposazony w Sluze o srednicy 80 mm, obstugiwang
przez system prozniowy mikroskopu i zapewniajgcq czas wymiany probek w granicach 30 sekund?

Odpowiedz:

Nie. Wymog wprowadzania probek o $rednicy do 150 mm wynika z tego, ze najwigkszych z nich
ze wzgledu na ich warto$¢ techniczng i finansowa nie mozemy ciaé, aby zmiesci¢ je w Sluzie o
srednicy do 80 mm. Natomiast otwieranie drzwiczek komory SEM w celu wprowadzenia takiej
probki bedzie przyczyniac si¢ do kontaminacji komory.

W pkt. 1.1.27) wymagajg Panstwo przystawki antykontaminacyjnej chiodzonej cieklym azotem.
Czy zaakceptujg Panstwo rozwiqzanie alternatywne, w postaci zainstalowanego na mikroskopie
urzqdzenia typu ,plasma cleaner”, ktore nie wymaga stosowania cieklego azotu, a oprocz
utrzymywania czystosci samej komory, pozwala rowniez oczyszczac¢ badane probki, juz wewngtrz
komory, pozwalajqc na znaczne zwigkszenie jakosci uzyskiwanych obrazow?

Odpowiedz:

Nie. Przystawka antykontaminacyjna jest konieczna przy pracy z niskimi napigciami i przy
obserwacjach w trybie TE.

W pkt. 1.1.28) wymagajg Panstwo rozdzielczosci zapisu obrazow nie mniej niz 18 Mpix.
Oferowany przez nas mikroskop umozliwia zapisywanie obrazow w rozdzielczosci 3072 x 2304
pikseli. Moze to by¢ tez wyposazony w dodatkowy modul umozliwiajqcy rejestrowanie obrazow
o rozdzielczosci 32k x 32 k pikseli.

Czy zaakceptujq Panstwo oferte na mikroskop z zapisem obrazow w rozdzielczosci 3072 x 2304
pikseli z mozliwosciq pozniejszej rozbudowy systemu do rozdzielczosci 32k x 32 k pikseli?
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Odpowiedz:

Nie. Rozdzielczos¢ obrazow 18 MPix pozwala pdzniej na znaczne powigkszanie ich fragmentow
bez widocznej utraty rozdzielczosci, co jest istotne w naszych pracach badawczych. Dostarczony
mikroskop powinien zatem posiada¢ w momencie dostawy odpowiednie moduty pozwalajace na
uzyskanie rozdzielczosci 18 MPix lub wyzsze;j.

W pkt. 1.1.34) wymagajq Panstwo, ze , porty EDS i EBSD majq znajdowaé si¢ w jednej
plaszczyznie”.

Jak nalezy rozumiec ten zapis, skoro detektor EDS standardowo zbiera sygnal z poziomo
ustawionej probki pod kqtem 35 stopni, natomiast EBSD standardowo obserwuje probke
pochylong pod kqtem 70 stopni?

Odpowiedz:

Uscislajac — trzy osie, tzn. o$ detektora EDS, o$ detektora EBSD (planowanego do zakupu
W poOzniejszym terminie) oraz o$ kolumny mikroskopu powinny leze¢ w jednej ptaszczyznie, a o$
pochylenia probki powinna by¢é do tej plaszczyzny prostopadta. Jest to niezbedne dla
jednoczesnego mapowania technikami EDS 1 EBSD 1 praktycznie niezbedne do identyfikacji faz
metoda EBSD.

W pkt. 1.2.7) wymagajq Panstwo korekcji ZAF i Phi-Rho-Z. Obecnie, za najlepszq istniejqcq
metode korekcji uwaza sig ilosciowy algorytm XPP, ktory zapewnia lepszy poziom ufnosci niz
metody ZAF i Phi-Rho-Z stosowane wspolnie.

Czy zaakceptujq Panstwo system EDS wyposazony w metode korekcji XPP?

Odpowiedz:
Tak, dopuszczamy takg metodg korekcji.
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